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(57)摘要

本实用新型公开了一种薄膜用高精度测厚

仪，包括底座，底座上设置有电动缸，在电动缸的

执行轴末端连接有支杆，支杆的底端转动设置有

一水平支板，电动缸驱动支板上下直线位移，支

板的底端设置有处理器，处理器的底端设置有光

源探头，以光源探头所在的竖直轴线为中心线在

底座上由近及远依次对称设置有张力测试器和

夹具，在对称的张力测试器的底部还设置有支撑

板，支撑板上设置有与光源探头对应设置的接收

探头，在支撑板的底部设置有升降装置，升降装

置驱动支撑板上下移动进而带动张力测试器上

下直线位移，在夹具之间设置有薄膜；通过模拟

对生产中薄膜的张力来测定薄膜的厚度，进而减

少生产线投入使用时的多次测试造成的材料浪

费。
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1.一种薄膜用高精度测厚仪，其特征在于：包括底座（1），所述底座（1）上设置有电动缸

（2），所述电动缸（2）的执行轴竖直向上，在电动缸（2）的执行轴末端连接有支杆（3），所述支

杆（3）的底端转动设置有一水平支板（4），所述电动缸（2）驱动支板（4）上下直线位移，所述

支板（4）的底端设置有处理器（5），所述处理器（5）的底端设置有光源探头（6），以光源探头

（6）所在的竖直轴线为中心线在底座（1）上由近及远依次对称设置有张力测试器（8）和夹具

（9），在对称的张力测试器（8）的底部还设置有支撑板（10），所述支撑板（10）上设置有与光

源探头（6）对应设置的接收探头（7），在支撑板（10）的底部设置有升降装置（11），所述升降

装置（11）驱动支撑板（10）上下移动进而带动张力测试器（8）上下直线位移，在所述夹具（9）

之间设置有薄膜（12），所述薄膜（12）位于张力测试器（8）上方。

2.根据权利要求1所述的一种薄膜用高精度测厚仪，其特征在于，所述张力测试器（8）

还连接有张力读取器。

3.根据权利要求1所述的一种薄膜用高精度测厚仪，其特征在于，在接收探头（7）的外

部套设有顶部为开口状态的防干扰罩。

4.根据权利要求1所述的一种薄膜用高精度测厚仪，其特征在于，所述光源探头（6）和

接收探头（7）为同组设置，所述处理器（5）的底端设置有至少一个光源探头（6），支撑板（10）

上设置有至少一个与光源探头（6）对应的接收探头（7）。

5.根据权利要求1所述的一种薄膜用高精度测厚仪，其特征在于，所述的处理器（5）还

外接有显示器。
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一种薄膜用高精度测厚仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种薄膜用高精度测厚仪，属于薄膜测试技术领域。

背景技术

[0002] 薄膜厚度是否均匀一致是检测薄膜各项性能的基础，很显然，倘若一批单层薄膜

厚度不均匀，不但影响到薄膜各处的拉伸强度、阻隔性等，更会影响薄膜的后续加工；对于

复合薄膜，厚度的均匀性更加重要，薄膜的厚度测量是薄膜制造业的基础检测项目之一，现

有薄膜用测厚仪分为在线测试仪和非在线测厚仪，非在线测厚仪多用于后期对薄膜的厚度

测量，在线测试仪在生产线投入使用前需要对生产设备多次矫正才能生产去合格的薄膜；

薄膜在生产时会产生张力，因此需要一种薄膜用高精度测厚仪，能够模拟对生产中薄膜的

张力来测定薄膜的厚度，进而减少生产线投入使用时的多次测试造成的材料浪费。

发明内容

[0003] 为解决现有技术的不足，本实用新型提供一种薄膜用高精度测厚仪，通过模拟薄

膜生产中薄膜的张力来测量对应的薄膜的厚度，以此来确定需要的一定厚度的薄膜需要的

张力的大小，进而减少生产线投入使用时的多次测试造成的材料浪费。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案为：

[0005] 一种薄膜用高精度测厚仪，包括底座，底座上设置有电动缸，电动缸的执行轴竖直

向上，在电动缸的执行轴末端连接有支杆，支杆的底端转动设置有一水平支板，电动缸驱动

支板上下直线位移，支板的底端设置有处理器，处理器的底端设置有光源探头，以光源探头

所在的竖直轴线为中心线在底座上由近及远依次对称设置有张力测试器和夹具，在对称的

张力测试器的底部还设置有支撑板，支撑板上设置有与光源探头对应设置的接收探头，在

支撑板的底部设置有升降装置，升降装置驱动支撑板上下移动进而带动张力测试器上下直

线位移，在夹具之间设置有薄膜，薄膜位于张力测试器上方。

[0006] 优选的是，张力测试器还连接有张力读取器。

[0007] 进一步的优选，在接收探头的外部套设有顶部为开口状态的防干扰罩。

[0008] 进一步的优选，所述光源探头和接收探头为同组设置，所述处理器的底端设置有

至少一个光源探头，支撑板上设置有至少一个与光源探头对应的接收探头。

[0009] 进一步的优选，所述的处理器还外接有显示器。

[0010] 本实用新型的有益效果在于：

[0011] 通过张力测试器将薄膜撑起并对张力进行读取，运用射线测厚技术对薄膜进行厚

度测量，继而能有效的测定出特定张力下对应的薄膜的厚度，减少生产线投入使用时的多

次测试造成的材料浪费。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图；
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[0013] 图中主要附图标记含义如下：

[0014] 1、底座，2、电动缸，3、支杆，4、支板，5、处理器，6、光源探头，7、接收探头，8、张力测

试器，9、夹具，10、支撑板，11、升降装置，12、薄膜。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图和实施例对本实用新型做具体的介绍。

[0016] 如图1所示：本实施例是一种薄膜用高精度测厚仪，包括底座1，底座1上设置有电

动缸2，电动缸2的执行轴竖直向上，在电动缸2的执行轴末端连接有支杆3，支杆3的底端转

动设置有一水平支板4，电动缸2驱动支板4上下直线位移，支板4的底端设置有处理器5，处

理器5还外接有显示器；处理器5的底端设置有光源探头6，以光源探头6所在的竖直轴线为

中心线在底座1上由近及远依次对称设置有张力测试器8和夹具9，张力测试器8还连接有张

力读取器，在对称的张力测试器8的底部还设置有支撑板10，支撑板10上设置有与光源探头

6对应设置的接收探头7，在支撑板10的底部设置有升降装置11，升降装置11驱动支撑板10

上下移动进而带动张力测试器8上下直线位移，在夹具9之间设置有薄膜12，薄膜12位于张

力测试器8上方。

[0017] 参见图1所示，在接收探头7的外部套设有顶部为开口状态的防干扰罩。

[0018] 本实施例中，光源探头6和接收探头7为同组设置，处理器5的底端设置有至少一个

光源探头6，支撑板10上设置有至少一个与光源探头6对应的接收探头7。

[0019] 本实用新型的工作原理为：

[0020] 将薄膜12通过夹具9固定，并启动升降装置11将对称的张力测试器8分别抵接薄膜

12，打开光源探头6以及接收探头7，通过张力读取器读取薄膜12的张力，并通过与处理器5

外接的显示器读取薄膜12的厚度即可；另根据需要的薄膜12的厚度大小，调整升降装置11

的升降高度即可测定出特定厚度下的薄膜12在生产设备中对应的张力大小。

[0021] 本实用新型提供的一种薄膜用高精度测厚仪，通过张力测试器将薄膜撑起并对张

力进行读取，运用射线测厚技术对薄膜进行厚度测量，继而能有效的测定出特定张力下对

应的薄膜的厚度，减少生产线投入使用时的多次测试造成的材料浪费。

[0022] 以上所述仅是本实用新型专利的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普

通技术人员来说，在不脱离本实用新型专利原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这

些改进和润饰也应视为本实用新型专利的保护范围。
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图1
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